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概要
Ｘ線回折、大視野イメージング、及びトポグラフィーに

おけるリアルタイム観察を目的として、観察視野１０ｃｍ
角のフラットパネル検出器を導入した。

Ｘ線可視光

蛍光板
保護膜

CMOS
センサー

フラットパネル検出器の概要と仕様

観察視野 98 mm×98 mm

ピクセル数 2000×2048

ピクセル
サイズ

48 μm角

画像転送
レート

2.7 frame/sec

A/D変換 12 bit

フラットパネル検出器の性能
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各エネルギーにおける検出効率

空間分解能の評価結果
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Ｘ線回折への応用例

回折マッピングへの応用例

CeO2パウダーによる回折像
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マイクロビーム形成用
集光ミラー（報告５参照）
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各回折スポットの強度をコントラストとする試料像
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デントライトによる回折像
（各点からの像を加算）

100 μm

空間分解能
１００ μm

Ｘ線検出効率
20～50％


